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Device for the treatment of substrates delivered in cassettes, the 
device having a sequence of lock chambers and treatment 
chambers and a transportation system for the transportation of at 
least one substrate holder through the chambers, and having a 
charging station. To achieve the object of being able to load the 
device with substrates, with the belt running, without the substrates 
having to be held by positive-locking holders in all spatial 
coordinates, a) the substrate holders (30) are designed for holding 
in each case one substrate (5) at an acute angle with respect to a 
vertical plane and b) the charging station (25) has a moving device 
(34) for at least one cassette (26, 27) and a manipulator device 
(28), by means of which the lifting-out and insertion movement of 
the respective substrate (5) out of or into the cassette (26, 27) in the 
vertical direction can be carried out, and by means of which the 
substrate can be pivoted through 900 into an oblique position 
essentially corresponding to the position of the retaining plane of 
the substrate holder (30). 
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© Vorrtchtung zum quasi-kontlnuierllchen Behandeln von Substraten. 



© Vorrichtung zum Behandeln von in Kassetten 
angelieferten Substraten mit einer Folge von 
Schleusen-und Behandlungskammern mit einem 
Transportsystem fUr den Transport mindestens eines 
' Substrathalters durch die Kammern und mit einer 
Chargierstation. 

Zur LcJsung der Aufgabe, die Vorrichtung am 
laufenden Band mit Substraten beschicken zu 
kSnnen, ohne dafl die Substrate in alien Raumkoor- 
dinaten durch formschlUssige Halterungen gehalten 
werden mGssen, sind 

a) die Substrathalter (30) zur Halterung jeweils 
eines Substrats (5) unter einem spitzen Winkel zu 
einer senkrechten Ebene ausgebildet und 

b) weist die Chargierstation (25) eine Ver- 
schiebeeinrichtung (34) fUr mindestens eine Kassette 

fM (26,27) und eine Manipulatoreinrichtung (28) auf, 
^ durch die die Aushub-bzw. Einsatzbewegung des 
^jeweiligen Substrats (5) aus der bzw. in die Kassette 
(V)(26 t 27) in senkrechter Richtung durchfUhrbar ist und 
lOdurch die das Substrat durch eine Schwenkbewe- 
l^gung urn 90 Grad in eine der Lage der Aufnahmee- 
^bene des Substrathalters (30) im wesentlichen ents- 
Mprechende SchrSglage bringbar ist. 
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"Vorrichtung zum quasl-kontlnuferllchen Behandeln von Substraten" 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
quasi-kontinuierlichen Behandeln, insbesondere 
zum Beschichten, von scheibenformigen, in Kas- 
setten angeiieferten Substraten, mit einer Folge 
von Schleusen-und Behandlungskammern mit Be- 
handlungseinrichtungen. mit einem Transportsy- 
stem fUr den Transport mindestens eines Substra- 
thalters durch die Kammern und mit einer Char- 
gierstation fUr die Be-und Entladung des Substra- 
thaiters mit bzw. von jeweils einem- Substrat aus 
der bzw. in die Kassette. 

Bei den Behandlungsverfahren kann es sich 
urn sehr unterschiediiche Verfahren zur Beeinftus- 
sung des Beschichtungsprozesses und/oder des 
Schichtaufbaus und/oder der Substrateigenschaften 
handeln. Zu diesen Behandlungsverfahren gehoren 
aufler Beschichtungsverfahren auch Atzverfahren, 
sowie Reinigungs-und Temperierverfahren ebenso 
wie Verfahren zur reaktiven Nachbehandlung von 
Schichten einschliefllich definierter 

Abkuhlverfahren. 

Bei den scheibenformigen Substraten kann es 
sich urn kreisscheibenformige Substrate wie CD- 
und Magnetplatten handeln, um angenahert kreis- 
scheibenformige Platten wie Wafer, oder aber auch 
um rechteckige oder quadratische Platten, wie sie 
fOr zahlreiche andere optische und/oder elektroni- 
sche Zwecke benStigt werden. Bevorzugt ist die 
Vorrichtung jedoch fdr plattenformige Substrate 
geeignet, deren Suflere Umrifllinie mehr Oder weni- 
ger einem Kreis entspricht. 

Bei der quasi-kontinuierlichen Behandlung han- 
delt es sich um eine solche, bei der die Substrate - 
schrittweise, im Endergebnis aber ununterbrochen 
in die Vorrichtung eingeschleust und aus dieser 
wieder ausgeschleust werden. Ein zeitweiser Still- 
stand ist in der Regel durch die Schleusenkam- 
mern und/oder durch Stillstande wahrend der ein- 
zelnen Behandlungsschritte bedingt. 

Es ist bekannt scheibenformige Substrate, bei- 
spielsweise Wafer, in kassetten anzuliefern, die mit 
Halterungen zur Einhaltung von Abstanden zwi- 
schen den einzeinen Substraten ausgestattet sind. 
Diese Halterungen bewirken auch eine senkrechte 
Lage der Haupt-bzw. Mittenebenen der einzeinen 
Substrate. Es hat sich jedoch bfsher als schwierig 
erwiesen, die Substrate einzeln aus der Kassette 
herauszunehmen und in Substrathalter einzusetzen, 
sofem die Substrate mit senkrechter Ausrichtung 
zur Hauptebene durch die Vorrichtung transportiert 
werden sollen. Zu diesem Zweck mufl nSmlich der 
Substrathalter mit Halte-oder Rastvorrichtungen 
versehen sein, damit die Substrate nicht aus der 
Halterung herausfallen kfinnen. Dadurch war die 
Verwendung von automatischen Manipulatoren im 



wesentlichen stark eingeschr&nkt. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu- 
grunde, eine Vorrichtung der eingangs be- 
schriebenen Gattung dahingehend zu verbessern, 

5 da/3 sie mittefs einer einfachen und zuverlSssig 
arbeitenden automatischen Chargierstation am lau- 
fenden Band mit Substraten beschickt und wieder 
von den Substraten befreit werden kann, ohne dafl 
die Substrate In alien Raumkoordinaten durch form- 

10 schlQssige Halterungen gehalten werden mQssen 
und/oder Gefahr laufen, aus den Substrathaltern 
herauszufallen. Die Losung der gestellten Aufgabe 
erfolgt bei der eingangs beschriebenen Vorrichtung 
erfindungsgemafl dadurch, dafl 

75 a) der Substrathalter mit Vorsprdngen fQr die 

Halterung jeweils eines scheibenformigen Sub- 
strats lediglich durch Schwerkraft in einer Aufnah- 
meebene ausgestattet ist, die unter einem spitzen 
Winkel zu einer senkrephten Ebene verlMuft, wobei 

20 gleichzeitig die besagte Aufnahmeebene parallel zu 
den Behandlungseinrich ungen verlSuft, und dafl 

b) die Chargierstation eine Ver- 
schiebeeinrichtung fQr mindestens eine Kassette 
und eine im Verschiebebereich der Kassette an- 
as geordnete Manipulatoreinrichtung aufwelst, durch 
die die Aushub-bzw. Einsatzbewegung des jeweili- 
gen Substrats aus der bzw. in die Kassette in 
senkrechter Richtung durchfQhrbar ist und durch 
die das Substrat durch eine Schwenkbewegung um 

30 90 Grad In eine der Lage der Aufnahmeebene des 
Substrathalters im wesentlichen entsprechende 
Schraglage bringbar ist, in der das Substrat mitteis 
der Manipulatoreinrichtung auf die VorsprQnge ab- 
setzbar bzw. von diesen abhhebbar ist. 

35 Der spitze Winkel der Aufnahmeebene zur 
Senkrechten liegt dabel zweckmaflig zwischen 3 
und 10 Grad, vorzugsweise zwischen 5 und 7 
Grad. 

Bnerseits ist dieser Winkel relativ gering, so 
40 dafl die Substrate zumindest nicht merklich durch 
Schwerkraft gebogen werden, andererseits reicht 
die geringe Schraglage durchaus aus, um das Sub- 
strat zuverlassig ausschliefllich durch Schwerkraft 
auf den besagjten VorsprGngen zu halten und mit- 
46 tels des Substrathalters durch die gesamte Vorrich- 
tung zu transportieren. 

Die VorsprQnge lassen sich dabei ohne weite- 
res so ausbilden, dafl sie weder den Behandlungs- 
prozefl behindern. d.h. beim Beschichten eine Ab- 
50 schattung gegenGber dem Beschichtungsmateria! 
herbeiftlhren, noch den Warmehaushalt bzw. das 
WSrmegleichgewlcht zwischen Substrat und Sub- 
strathalter nachteilig beeinflussen. 

Die Schwierigkeit besteht darin, dafl die Sub- 
strate in der jeweillgen Kassette auf engstem Raum 
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angeordnet sind, und ihre zu behandelnden Ob- 
erflSchen sich jeweils gegenseitig verdecken, da/3 
sie aber zum Zwecke ihrer Behandlung so an- 
geordnet werden mQssen, da!3 mindestens eine 
OberflSche, gegebenenfalls sogar beid OberflSchen 
unbehindert dem Behandlungsprozefl ausgesetzt 
werden kann bzw. kSnnen. . 

Ein besonders vorteilhaftes 

Ausfuhrungsbeispiel des Erfindungsgegenstandes 
ist dadurch gekennzeichnet, daA die Manipula- 
toreinrichtung eine Dreh-und HubsSule mit inem 
Ausleger aufweist, an dem eine Greifvorrichtung fQr 
das Substrat angeordnet ist, und dafl die Dreh-und 
Verschiebeachse der SSule in einer senkrechten 
Ebene liegt. die parallel zu den Ebenen der In der 
Kassette gelagerten Substrate verlauft und da/3 die 
Dreh-und Verschiebeachse in dieser Ebene unter 
einem spitzen Winkel zur Senkrechten verlSuft, der 
im wesentlichen dem spitzen Winkel zwischen Auf- 
nahmeebene und der Senkrechten entspricht. 

Dabei ist es vorteilhaft, wenn der spitze Winkel 
der Dreh-und Verschiebeachse zur Senkrechten 
zwischen 2 und 9 Grad, vorzugsweise zwischen 4 
und 6 Grad liegt 

Eine besonders platzsparende Vorrichtung der 
eingangs beschriebenen Gattung ist gem 3fi der 
weiteren Erfindung dadurch gekennzeichnet, dafl 
die Folge von Schleusen-und Behandlungskam- 
mern in C-Form angeordnet ist. derart, dad die 
Behandlungskammern eine erste, fluchtende Reihe 
von aneinanderstossenden Kammem bilden und 
da/3 die Schleusenkammern eine zur ersten Reihe 
paraliele, zweite fluchtende Reihe von Kammem 
bilden, wobei die zur AtmosphSre gerlchteten 
Schleusenventile aufeinander zu gerichtet und und 
einen zu Chargierzwecken dienenden Abstand zwi- 
schen sich einschliessen, und da/3 schlieBlich die 
beiden Reihen an ihren jeweils benachbarten En- 
den durch je eine Quertransportkammer miteinande 
verbunden sind, in denen die Substrathalter durch 
eine Umsetzvorrichtung ohne Anderung ihrer 
Schraglage zu einer in Transportrichtung verlaufen- 
den senkrechten Ebene von einem ersten Zweig 
des Transportsystems auf den hierzu parallelen 
zweiten Zweig des Transportsystems umsetzbar 
sind. 

Es ist dabei besonders vorteilhaft, wenn die 
parallel zur Transportrichtung veriaufenden 
Auflenwande und die wlrksamen OberflSchen der 
Behandlungseinrichtungen ihrer Gesamtheit urn 
einen spitzen Winkel gekippt angeordnet sind, der 
dem Anstellwinkel der Aufnahmeebene der Sub- 
strathalter entspricht. 

Unter dem Ausdruck "wirksame OberMchen 
der Behandlungseinrichtungen" wrd bei plattenfor- 
migen Elektroden zur Glimmreinigung bzw. zum 
Ateen und bei plattenformigen Targets zum Be- 
schichten die zur SubstratoberflSche planparallel 



verlaufende OberflSche von Elektrode bzw. Target 
verstanden. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Erfin- 
dungsgegenstandes ergeben sich aus den Qbrigen 
5 UnteransprUchen. 

Bn AusfQhrungsbeispiel des Erfindungsgegen- 
standes wird nachfolgend anhand der Figuren 1 bis 
10 nSher erISutert 

10 

Es zeigen: 

Figur 1 eine Draufsicht auf eine Prinzipdar- 
stellung der vollstMndlgen Vorrichtung mit durch 
;s Pfeile eingezeichnetem Transportweg der Sub- 
strate. 

Figur 2 einen Vertikalschnitt durch die Vor- 
richtung im Bereich der Chargierstationen, 

Figur 3 einen Vertikalschnitt der Vorrichtung 
20 im Bereich der mit einer Heizeinrichtung versehe- 
nen ersten Vakuumschleuse, 

Figur 4 einen Vertikalschnitt durch eine der 
Quertransportkammem zum Umsetzen der Sub- 
strathalter von einem Zweig des Transportsystems 
25 auf den jeweils anderen Zweig des Transportsy- ' 
stems, 

Figur 5 einen Vertikalschnitt durch eine der 
Behandlungskammern mit einer Heizeinrichtung, 
Figur 6 einen Vertikalschnitt durch den obe- 
30 ren Teil eines Substrathalters mit aufgesetztem 
Substrat in vergrSBertem Maflstab, 

Figur 7 elne halbe Vorderansicht des Ge- 
genstandes nach Figur 6, jedoch ohne Substrat, 

Figur 8 einen Vertikalschnitt durch eine Kas- 
35 sette in Verbindung mit der zugehdrigen Manlpula- 
toreinrichtung, 

Figur 9 eine Draufsicht auf zwei unter- 
schiediiche Kassetten in Verbindung mit einer zu- 
gehdrigen Manipulatoreinrichtung und der 
40 Eingangsschleuse der Behandlungsvorrichtung und 
Rgur 10 einen Vertikalschnitt durch die Vor- 
richtung nach Rgur 1 in vergrtfflertem Ma/Jstab und 
mit weiteren Details im Bereich einer Behandlungs- 
station und der Eingangsschleuse entlang der Linie 
45 X-X in Figur 1 . 

In Rgur 1 ist das Bauprinzip der voilst&ndigen 
Vorrichtung dargestelft, Diese Vorrichtung enthSrt 
eine Eingangsschleuse 1 mit Schleusenventilen 2 
und 3 und einer Heizeinrichtung 4 zum Vorheizen 
50 eines Substrats 5. 

An die Eingangsschleuse 1 schiiedt sich eine 
Quertransportkammer 6 an, in der das Substrat in 
Richtung der eingezeichneten Pfeile von einem er- 
sten Zweig 7 des Transportsystems auf einen zwei- 
55 ten Zweig 8 umsetzbar ist. Weitere Einzelheiten 
werden anhand der Rgur 4 noch nSher erISutert. In 
einer Seitenwand der Quertransportkammer 6 be- 
findet sich noch eine Atzvom'chtung 9, die in 
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herkommlicher Weise als Glimmentladungseinrich- 
tung ausgebildet ist. Uber ein weiteres Schleusen- 
ventil 10 schlieflt sich an die Quertransportkammer 
6 eine Behandlungskammer 11 an t in deren einer 
Seitenwand sich eine Zerstaubungskatode 12 be- 
findet, durch die das Substrat 5 mit einer ersten 
Beschichtung versehen werden kann. Auf der 
RUckseite des Substrats 5 befindet sich eine wei- 
tere Heizeihrichtung 13, der ein Temperaturfuhler 
14 zugeordnet ist 

An die Behandlungskammer 11 schlietft sich 
Gber in Schleusenventi! 15 eine weitere Behand- 
lungskammer 16 an, die in ihrer einen Seitenwand 
eine weitere Zerstaubungskatode 17 tragt,.mit der 
das Substrat 5 in analoger Weise beschichtet wer- 
den kann. Auf dieser Zerstaubungskatode ge- 
gendber ist eine Heizefnrichtung 18 mlt einem 
TemperaturfOhier 19 angeordnet 

Die Behandiungskammer 16 ist Uber ein 
Schleusenventil 20 mit einer weiteren Quertran- 
sportkammer 21 verbunden, in der die Substrate in 
Richtung der eingezeichneten Pfeile vom Zweig 8 
des Transportsystems wieder auf den Zweig 7 des 
Transportsystems umgesetzt werden. Die Quertran- 
spdrtkammern 6 und 21 haben gleichzertig die 
Funktion von sogenannten Hochvakuumschieusen. 
Von der Quertransportkammer 21 fUhrt ein Schleu- 
senventil 22 zur Ausgangsschleuse 23, an dessen 
Ende wiederum ein Schleusenventil 24 vorgesehen 
ist Ober die beiden Schleusenventile 2 und 24 wird 
die Verbindung der Vorrichtung mit der At- 
mosphere hergestellt Das Transportsystem und 
samtliche Schleusenventile sind durch eine nicht 
gezeigte und herkommliche Zentraieinheit zwangs- 
gesteuert. 

Es ist erkennbar, da/3 die Folge von Schleusen- 
kammern 1 und 23 und Behandlungskammern 11 
und 16 in C-Form angeordnet ist, wobei die Be- 
handlungskammern 11 und 16 eine erste fluch- 
tende Relhe von aneinander stossenden Kammern 
bllden und die Schfeusenkammern 1 und 23 eine 
zur ersten Reihe parailele, zweite fluchtende Reihe 
von Kammern biiden, und wobei die zur At- 
mosphSre gerichteten Schieusenventile 2 und 24 
aufeinander zu gerichtet sind und einen zu Char- 
gierzwecken dienenden Abstand zwischen sich ein- 
schiiessen, auf den nachfolgend noch naher einge- 
gangen werden wird. 

Es ist weiterhin erkennbar, dafl die beiden 
genannten Reihen an ihren jeweiis benachbarten 
Enden durch jeweiis eine der Quertransportkam- 
mern 6 und 21 miteinander verbunden sind, in 
denen die Substrathalter von einem ersten Zweig 7 
des Transportsystems auf den hierzu parailelen 
zweiten Zweig 8 des Transportsystems umsetzbar 
sind und umgekehrt. Auf Einzelheiten der Umsetz- 
vorrichtung wird in Verbindung mit Figur 4 noch 
naher eingegangen werden. 



In Figur 1 ist ferner eine Chargierstation 25 
gezeigt in der sich zwei Kassetten 26 und 27 
befinden, die hier nur durch die in ihnen befindii- 
chen Substrate in Form von parailelen Strichen 

5 angedeutet sind. Zur Chargierstation 25 gehort 
eine hier nicht besonders hervorgehobene Ver- 
schiebeeinrichtung, .die gleichfalls durch die 
genannte Zentraieinheit gesteuert wird, so dafl 
jeweiis ein aus einer Kassette entnommenes Sub- 

70 strat an eine genau vorher bestimmte Stelle der 
gieichen Kassette Oder einer nachfoigenden Kas- 
sette gesetzt werden kann. 

Im Bereich der Chargierstation 25 befindet sich 
weiterhin eine Manipuiatoreinrichtung 28, auf deren 

75 Einzelheiten in Verbindung mit den Ftguren 8 und 
9 noch naher eingegangen wird. Zur Manipuia- 
toreinrichtung gehort eine Dreh-und Hubsaule 29, 
die urn einen Winkel a » 90 Grad schwenkbar ist. 
Durch diese Manipuiatoreinrichtung 28 sind die 

20 Substrate 5 einzeln aus den Kassetten 26 bzw. 27 
entnehmbar und in jeweiis einen Substrathalter 30 
einsetzbar, mit dem sie durch die gesamte Vorrich- 
tung in Richtung der eingezeichneten Pfeile tran- 
• sportierbar sind. Der Substrathalter 30 ist wieder- 

25 kehrend in verschiedenen Positionen dargestellt. 
Es versteht sich, da/5 eine derartige Vorrichtung 
regelmaflig mit mehreren Substrathaltern 30 ausge- 
stattet ist, von denen sich mindestens einer im 
Bereich der Chargierstation befindet, wahrend die 

30 anderen zyklisch durch die Vorrichtung transpor- 
tiert werden. 

In Figur 2 ist das Zusammenwirken der Mani- 
puiatoreinrichtung 28 mit einer Kassette 26 und 
einem Substrathalter 30 in Obereinstimmung mit 

35 Figur 1 dargestellt. Die Dreh-und Hubsaule 29 ist in 
zwei Lagem 31 verdrehbar und in der H5he ver- 
schiebbar gelagert. was an einem Ausleger 32 er- 
kennbar ist, der in eine Stellung 32' gebracht wer- 
den kann. Am Ende dieses Auslegers 32 befindet 

40 sich eine Vakuumsauger 33 bzw. 33' fUr das Auf- 
nehmen eines Substrats 5. 

Die Kassette 26 ist auf einer Ver- 
schiebeeinrichtung 34 angeordnet, zu der eine 
SchlittenfOhrung 35 gehort, durch die die Kassette 

45 26 senkrecht zur Zeichenebene bewegbar ist. Der 
Antrieb erfolgt Ober nicht naher bezeichnete Tran- 
sportrollen, von denen eine durch eine Welle 36 
angetrieben wird. Die Transportrollen werden von 
der SchlittenfOhrung 35 umfaflt 

so Aus Figur 2 ist ersichtiich, da/3 die Dreh-und 
Hubsaule 29 unter einem spitzen Winkel zur Sen- 
krechten verlauft und zwar liegt sie in einer sen- 
krechten Ebene (in der Zeichenebene), die parallel 
zu den Ebenen der in der Kassette 26 gelagerten 

55 Substrate 5 verlauft Sie verlauft jedoch in dieser 
Ebene unter einem spitzen Winkel zur Senkrech- 
ten, der im wesentlichen dem spitzen Winkel zwi- 
schen Aufnahmeebene und der Senkrechten ent- 
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spricht (Figur 8). 

In Figur 2 sind Einzelheiten des zweiten 
Zweigs 8 des Transportsystems schematisch ge- 
2eigt. BezOglich weiterer Einzelheiten wird jedoch 
auf Figur 10 verwiesen. 

In Figur 3 ist ein Vertikalschnitt durch die 
Eingangsschleuse 1 mit dem ersten Zweig 7 des 
Transportsystems dargestellt 

Rgur 4 zeigt einen Vertikalschnitt durch die 
Quertransportkammer 6, in der der erste Zweig 7 
und der zweite Zweig 8 des Transportsystems 37 
enden. In diesem Bereich besitzt die Umsetzvor- 
richtung 38 einen auf Achsen 39 quer ver- 
schiebbaren Rollentrager 40, der in die strichpunk- 
tiert dargestellte Position 40' auf den Achsen 39 
verschiebbar ist. Am Rollentrager 40 sind zwei in 
Blickrichtung hintereinander liegende und nicht 
nSher bezeichnete Paare von Rollen angeordnet, 
von denen mindestens eine durch eine Welle 41 
antreibbar ist. Die Welle 41 liegt in einem vakuum- 
dicht mit der Quertransportkammer 6 verbundenen 
Rohrstutzen 42 und tragt an ihrem Ende den inne- 
ren Teil einer Magnetkupplung 43, deren Suflerer 
Teil auf dem Rohrstutzen 42 drehbar und in 
LSngsrichtung verschiebbar ist Auf diese Weise 
bleibt die Magnetkupplung unabhangig von der 
Lage des RollentrSgers 40 bzw. 40' stets im Ein- 
griff. Die beiden in Rgur 4 dargestellten Positionen 
40 und 40' des RollentrSgers entsprechen der 
Fluchtstellung mit entsprechenden ortsfesten Rol- 
lenpaaren des ersten Zweiges 7 und des zweiten 
Zweiges 8 des Transportsystems 37. 

Es ist erkennbar, dafl der Substrathaiter 30 mit 
dem Substrat 5 durch die in Rgur 4 gezeigte 
Einrichtung von den ersten Zweig 7 auf den zwei- 
ten Zweig 8 des Transportsystems in Querrichtung 
umsetzbar ist 

Rgur 5 zeigt wiederum Einzelheiten im Bereich 
der Behandlungskammer 11, wobei zum Zwecke 
der Vermeidung von Wiederholungen auf Rgur 1 
verwiesen wird. Zur Zerstaubungskatode 12 gehort 
ein Erdungsschirm 44. Einzelheiten solcher Zer- 
staubungskatoden sind jedoch Stand der Technik, 
so dafl sich ein nSheres Eingehen hierauf erQbrigt 
Es ist noch gezeigt dafl eine der ortsfesten Rollen 
des zweiten Zweiges 8 des Transportsystems 37 
mit einer Antriebswelle 45 versehen ist, urn den 
Vorschub des Substrathaiters 30 durch die Vorrich- 
tung zu gewShrleisten. 

In den Rguren 6 und 7 ist der obere Teil des 
Substrathaiters 30 dargestellt, und zwar in Rgur 6 
im Schnitt und in Rgur 7 in der haiben Draufsicht. 
Der Substrathaiter ist paarweise mit unteren Vor- 
sprOngen 46 und oberen VorsprOngen 47 verse- 
hen, die am Rande einer kreisformigen Ausneh- 
mung 48 im Substrathaiter 30 angeordnet sind. Der 
Substrathaiter 30 besitzt eine Grundplatte 30a t die 
unter dem genannten spitzen Winkel zu einer Sen- 



krechten "S" verlSuft und parallel zu sich selbst in 
Transportrichtung in Rgur 6 (senkrecht zur Zeiche- 
nebene) verschiebbar ist. Die Grundplatte 30a ist 
im unteren Bereich des Substrats 5 mit den beiden 

5 genannten VorsprOngen 48 versehen, die - mit je 
einer Nut 46a fOr die Aufnahme des unteren Sub- 
stratrandes versehen sind. Im oberen Bereich des 
Substrats sind die beiden VorsprQnge 47 angeord- 
net, deren Stirnseiten zur Auflage des Substrats 

10 dienen, derart, dafl das Substrat 5 im Abstand von 
der Grundplatte 30a gehalten ist. Auf dlese. Weise 
ist der Vakuumsauger 33 in den Zwischenraum 
zwischen der Grundplatte 30a und dem Substrat 5 
einfOhrbar. Die kreisfSrmige Ausnehmung 48 dient 

is dazu, da/3 die RQckseite des Substrats 5 ungehin- 
dert in Wechselwirkung mit einer Behandlungsein- 
richtung, beispielsweise mit einer Quelle fOr 
WSrmestrahlung, treten kann. 

In Rgur 8 ist die Funktlonsweise der Manipula- 

20 toreinrichtung 28 in vergrB/tertem Maflstab in ent- 
gegengesetzter Blickrichtung wie in Rgur 2 darge- 
stellt Die Dreh-und HubsMule 29 kann in der links 
dargestellten Stellung des Auslegers 32 zusammen 
mit dem Vakuumsauger 33 in den Zwischenraum 
.25 zwischen zwei Substraten innerhalb der Kasseitte 
46 eingefOhrt werden, wobei die Hauptebenen die- 
ser Substrate genau senkrecht verlaufen. Durch 
Anheben der Dreh-und HubsSule 29 in die gestri- 
chelt dargestellte Position 29* lS0t sich eines der 

30 Substrate 5' aus der Kassette 26 entnehmen. In- 
folge der unter dem Winkel a vorgenommenen 
SchrSgstellung der Dreh-und HubsSule 29 gelangt 
das Substrat 5 bzw. 5' durch eine Drehung des 
Auslegers 32 bzw. 32* urn 90 Grad in eine Winkel- 

35 stellung, die der SchrSglage der Dreh-und 
HubsSule 29 entspricht In dieser Stellung kann das 
Substrat 5 bzw. 5' auf den weiter oben be- 
schriebenen VorsprOngen des Substrathaiters 30 
abgesetzt werden. Die Winkelstellung der Dreh-und 

40 HubsSule 29 zur Senkrechten "S w wird dabei be- 
vorzugt um 1 Grad ge ringer gehalten, damit das 
Substrat ohne GleitvorgSnge auf den Stirnseiten 
der VorsprQnge 47 auf die VorsprOnge 46 und 47 
aufgesetzt werden kann. 

46 Rgur 9 zeigt nochmais die VerhMltnisse gemMfi 
Rgur 8 in der Draufsicht, wobei die Blickrichtung in 
Rgur 8 durch den Pfeil 49 angegeben ist. 

Aus Rgur 10 geheh einige weitere Details der 
Anlagenkonstruktion hervor. 

so Da die meisten der hier in Frage kommenden 
BehandlungsvorgSnge unter Vakuum und/oder 
Schutzgas durchgefOhrt werden, werden die 
Schleusen-und Behandlungskammem etc. durch 
sogenannte Vakuumkammem gebildet. Deren par- 

55 allel zur Transportrichtung verlaufende 
Autfenwande 5', 52 bzw. 53, 54 und die eingangs 
beschriebenen wirksamen OberflSchen 55 der Be- 
handlungseinrichtungen sind in ihrer Gesamtheit 
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urn einen spitzen Wlnkel 13 gekippt, der dem An- 
stellwinkel der Aufnahmeebene der Substrathalter 
30 entspricht. Die Raumlage dieser Aufnahmee- 
bene wird gematf Rgur 6 durch die Nuten 46a der 
VorsprQnge 46 und durch die nicht naher bezeich- 
neten Stimseiten der VorsprQnge 47 definiert, 
wobei der Einfachheit haiber zunachst die Dicke 
des Substrats 5 vernachlSssigt werden soil. Die 
Lage dieser Aufnahmeebene entspricht somit der 
Lage der Substrate 5, wie.sich eindeutig aus Hgur 
6 ergibt Die einzelnen Behandlungskammern sind 
durch SchlitzSffnungen 56 miteinander verbunden, 
die zumindestens teilweise durch die in Figur 1 
gezeigten Schieusenventile absperrbar sind. 

Jeder Substrathalter 30 besitzt in seinem unter- 
en Bereich vier zueinander parallel und waagrecht 
ausgerichtete FQhrungsIeisten 57, die mittels nicht 
naher bezeichneter prismatischer LauffiSchen form- 
schlUssig auf paarweise angeordneten Transportrol- 
len 58 und Fuhrungsrollen 59 aufsetzbar sind. 
Transport-und FQhrungsrollen 58 bzw. 59 sind in 
ortsfesten LagerhGIsen 60 bzw. 61 gelagert die 
fest mit einer Fianschplatte 62 verbunden sind. Die 
Transportrolle 58 ist durch eine Welle 63 antreib- 
bar. 

Die Rollen 58/59 sowie die in Blickrichtung 
gema/3 Figur 10 davor und dahinter liegenden wei- 
teren Rollen definieren den zweiten Zweig 8 des 
Transportsystems. Der erste Zweig 7 des Tran- 
sportsystems wird durch in Figur 10 nicht gezeigte 
weitere Paare von Rollen defmiert, die dort in 
spiegelsymmetrischer Anordnung zu finden sind, 
insbesondere auch in der Eingangsschleuse 1. Im 
Zusammenhang mit Rgur 4 und den zugehorigen 
Erlauterungen ergibt sich auch, auf welche Weise 
samtliche Substrathalter 30 von den Rollen des 
ersten Zweiges 7 auf die Rollen des zweiten Zwei- 
ges 8 umsetzbar sind. 



AnsprUche 

1. Vorrichtung zum quasi-kontinuierlichen Be- 
handein, insbesondere zum Beschichten von - 
scheibenformigen, in Kassetten angelieferten Sub- 
straten, mit einer Folge von Schleusen-und Be- 
handlungskammern, mit Behandlungseinrichtungen 
mit einem Transportsystem fQr den Transport min- 
destens eines Substrathalters durch die Kammern 
und mit einer Chafgierstation fOr die Be-und Entla- 
dung des Substrathalters mit bzw. von jeweils ein- 
em Substrat aus der bzw. in die Kassette, dadurch 
gekennzeichnet , datf 

a) der Substrathalter (30) mit VorsprOngen 
(46, 47) fQr die Halterung jeweils eines - 
scheibenfdrmigen Substrats (5) lediglich durch 
Schwerkraft in einer Aufnahmeebene ausgestattet 
ist, die unter einem spitzen Winkel zu einer sen- 



krechten Ebene veriauft, wobei gleichzeitig die be- 
sagte Aufnahmeebene parallel zu den Behandlun- 
gseinrichtungen veriauft und daB 

b) die Chargierstation (25) eine Ver- 

5 schiebeeinrichtung (34) fUr mindestens eine Kas- 
sette (26, 27) und eine im Verschiebebereich der 
Kassette (26, 27) angeordnete Manipulatoreinrich- 
tung (28) aufweist, durch die die Aushub-bzw. Bn- 
satzbewegung des jeweiiigen Substrats (5) aus der 

10 bzw. In die Kassette (26, 27) in senkrechter Rich- 
tung durchfOhrbar ist und durch die das Substrat 
durch eine Schwenkbewegung urn 90 Grad in eine 
der Lage der Aufnahmeebene des Substrathalters 
(30) im wesentlichen entsprechende Schraglage 

is bringbar ist in der das Substrat (5) mittels der 
Manipulatoreinrichtung auf die VorsprQnge absetz- 
bar bzw. von diesen abhebbar ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet da/3 der spitze Winkel der Aufnah- 

20 meebene zur Senkrechten zwischen 3 und 10 
Grad, vorzugsweise zwischen 5 und 7 Grad, liegt. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet , dafl die Manipulatoreinrichtung (28) 
eine Dreh-und HubsSule (29) mit einem Ausleger 

25 (32) aufweist, an dem eine Greifvorrichtung (33) fUr 
das Substrat (5) angeordnet ist, und dafl die Dreh- 
und Verschiebeachse der SSule (29) in einer sen- 
krechten Ebene liegt, die parallel zu den Ebenen 
der in der Kassette (26, 27) gelagerten Substrate 

30 (5) verlSuft und da/3 die Dreh-und Verschiebeachse 
in dieser Ebene unter einem spitzen Winkel zur 
Senkrechten verlSuft, der im wesentlichen dem 
spitzen Winkel zwischen Aufnahmeebene und der 
Senkrechten entspricht. 

35 4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet dafl der spitze Winkel der Dreh-und 
Verschiebeachse der SSule (29) zur Senkrechten 
zwischen 2 und 9 Grad, vorzugsweise zwischen 4 
und 6 Grad, liegt 

40 5. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet , da/3 die Greifvorrichtung (33) ein 
Vakuumsauger ist. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet , da/3 der Substrathalter (30) eine 

45 Grundplatte (30a) aufweist, die unter dem genan- 
nten spitzen Winkel zur Senkrechten ("S") verlSuft, 
und parallel zu sich selbst in Transportrichtung ver- 
schiebbar ist, und da/3 die Grundplatte (30a) im 
unteren Bereich des Substrats (5) zwei VorsprQnge 

50 (46) mit je einer Nut (46a) fQr die Aufnahme des 
unteren Substratrandes und im oberen Bereich des 
Substrats zwei VorsprQnge (47) mit Stirnseiten fQr 
die Auflage des Substrats (5) aufweist, derart, da/3 
das Substrat (5) im Abstand von der Grundplatte 

55 (30a) gehalten ist. 
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7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge- 
kennzeichnet . da/3 die Greifvorrichtung (33) fQr das 
Substrat (5) auf dessen RUckseite in den Zwh 
schenraum zwischen Substrat und Grundpiatte 
(30a) einfUhrbar ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet da/J die Folge von Schleusen-(1 , 23) 
und Behandlungskammern (11, 16) in C-Form an- 
geordnet ist, derart, dafl die Behandlungskammern 
(11, 16) eine erste, fiuchtende Reihe von aneinan- 
derstossenden Kammern bilden und dafl die 
Schieusenkammern (1, 23) eine zur ersten Reihe 
parailele, zweite, fiuchtende Reihe von Kammern 
bilden, wobei die zur AtmosphSre gerichteten 
Schleusenventile (2, 24) aufeinander zu gerichtet 
sind und einen zu Chargierzwecken dienenden Ab- 
stand zwischen sich einschiiessen, und dad - 
schliei3lich die beiden Reihen an ihren jeweils be- 
nachbarten Enden durch je eine Quertransportkam- 
mer (6, 21) miteinander verbunden sind, in denen 
die Substrathalter (30) durch eine Umsetzvorrich- 
tung (38) ohne Anderung ihrer Schraglage zu einer 
in Transportrichtung verlaufenden senkrechten 
Ebene von einem ersten Zweig (7) des Transport- 
systems auf. den hierzu parailelen zweiten Zweig 
(8) des Transportsystems umsetzbar sind. 

9. Vorrichtung nach einsm der AnsprGche 1 
oder 8, dadurch gekennzeichnet, da/3 die parallel 
zur Transporteinrichtung verlaufenden Au/tenw8nde 
(51, 52; 53, 54) und die wirksamen OberflSchen 
(55) der Behandlungseinrichtungen in ihrer 
Gesamtheit urn einen spitzen Winkel "0" gekippt 
angeordnet sind, der dem Anstellwinkel der Auf- 
nahmeebene der Substrathalter (30) entspricht. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 8. dadurch ge- 
kennzeichnet , da0 jeder Substrathalter (30) in sei- 
nem unteren Bereich zueinander parailele, waa- 
grecht ausgerichtete FUhrungsleisten (57) aufweist, 
die mittels Lauf flachen formschlOssig auf paar- 
weise angeordnete Transport-(58) und 
FQhrungsrollen (59) aufsetzbar sind, und daj3 die 
Umsetzvorrichtung (38) einen quer verschiebbaren 
Roilentrager (40) mit mindestens zwei Rollenpaa- 
ren aufweist, die wahlweise mit ortsfesten Rollen- 
paaren des ersten (7) und des zweiten Zweiges (8) 
des Transportsystems (37) in Fluchtstellung bring- 
bar sind. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet , dafl mindestens eine der Rollen 
des verschiebbaren RollentrSgers (40) mit einer 
Antriebswelle (41) versehen ist. die mit einem An- 
trieb (43) zur Obertragung eines Drehmoments und 
einer Schubkraft zur Querverschiebung des Rol- 
lentragers (40) verbunden ist. 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet , dafl die Antriebswelle (41) mit ein- 
em inneren Element einer Magnetkupplung (43) 
versehen ist, das in einen aus amagnetischen 



Werkstoff bestehenden Rohrstutzen (42) hineinragt, 
auf dessen Aul3enseite ein SiuiJeres Element der 
Magnetkupplung (43) drehbar und axial ver- 
schlebbar angeordnet ist. 

5 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



7 



0 277 536 




0 277 536 




FIG. 2 



0 277 536 



1 




FIG. 3 



0 277 536 




0 277 536 



11 




FIG. 5 



0 277 536 




0 277 536 



3l' 




FIG.8 



0 277 536 




FIG.10 



J 



EuropAisches 
Patentamt 



europAischer recherchenbericht 



Nommtf dtr Anmeidung 



EINSCHLAGIQE ookumente 



EP 88100640.7 



Kattgorle 



Kennztichnung dit Ookumant! mH Angaba, wmit trfordtrtlch, 
dtr m*flgabllch#n Telia 



Bttrifft 
Anspruch 



KLASSIRKAT10N OER 
ANMELDUNG (lot CM) 



DP - A - 130 606 (VEB ELEKTROMAT) 

* PatentansprUche 1-3; Fig. 
1-4 * 

DE - Al - 3 047 513 (VARIAN) 

* Fig. 1 * 

DE - A - 2 419 088 (OSSBAHR) 

* Fig. 10 * 

US - A - 4 599 026 (FEIBER) 

* Zusammenfassung; Fig. 1-3 * 

EP - A2 - 0 236 225 (TENRYN) 

* Zusammenfassung; Fig. 1 * 



H 05 K 13/02 
H 01 L 21/68 



RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE (Int. CM) 



H 05 K 13/00 
H 01 L 21/00 
B 65 G 49/00 



0#f vortisginde Racnercnwibftflcht wurdc Kir all* PtttntamprOeh* ftfin. 



R#dnrch#nort 

WIEN 



AbachJuBdatum dtr Recnercne 

11-05-1988 



PrOftf 

VAKIL 



KATEG0R1E OER GENANNTEN OOKUMENTEN E 
X : von basonderer Bedeutung allein betracntet 
Y : von basonderer Bedeutung in Verbindung miteiner D 

anderen Verdffentlichung deraalban Kategoria L 
A : technotogischer Hlntergrund 
O : nicrttachnftlicfte Offenbarung 

P : Zwischenliteratur & 
T : derErflndungzugnindallegandaTheorienodafGranoaato 



altera* Patentdokumant dai iedoch erst am Oder 
nach dam Anmaldadatum varottentl lent worden 1st 
in dar Anmeidung angefflhrtea Ookumant • 
aus andarn GrOndan angefOhrtas Ookumant 



Mltglied dar aletehan Patemfamllie. Gbarain- 
atimmande* Ookumant 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 
□iiADED TEXT OR DRAWING 
□^BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□'LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



